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 要  旨 
【実験目的】 
近年、金属の結晶粒微細化による強度上昇に関する研究において、0.5Tm以
下(Tm：融点)で強ひずみ加工を加えることにより、粒界近傍から優先的に加工
誘起による微細粒が生成することが明らかとなってきた。しかし、それら微細
粒の発達過程については未だ不明な点が多く、明らかとはなっていない。そこ
で、0.5Tm以下の温度条件下において、[001]ねじれ粒界を持つ双結晶に
Multi-directional forging (MDF)による強ひずみ加工を施し、粒界近傍の微
細粒生成過程、微細粒生成における粒界方位差及びすべり系の及ぼすの影響に
ついて調査を行った。 
 
【実験方法】 
 ブリッジマン法により粒界方位差がそれぞれ3°～38°の[001]ねじれ粒界
を持つ4NCu双結晶を作製し、粒界が初期圧縮軸に対して垂直となるように、寸
法比1：1.22：1.5の短形状試験片を切り出した。そして試験温度T=423K、523K、
ひずみ速度ε=3.0×10-3s-1の条件下において、パスひずみ⊿ε=0.4で累積ひず
みΣε=3.6に至るまでMDFをおこなった。最終圧縮方向に平行な面に対して試
験片を切り出しFE-SEM/EBSP、TEMを用いて微視組織の観察を行った。 
 
【実験結果】 
(１) [001]ねじれ粒界を持つ3°～38°双結晶に上記条件の下MDFを行った結果、
粒界近傍から優先的に新粒が生成しているのが確認された． 
(２) 低ひずみ域(＜Σε=1.2)において、高方位差粒界を持つ38°双結晶の粒界近
傍では、変形拘束等の影響から高転位密度域が現れ、より早期に方位差変化
が生じている様子が確認された。 
(３) 高ひずみ域(Σε=3.6＜)においては、多重すべりが新粒生成の大きな要因と
なっており、その影響は、粒界近傍のみならず結晶粒内においても及ぶとい
うことが確認された． 
(４) T=423K、523Kの双方MDFの結果より、より試験温度が高いT=523Kの方が、容
易に新粒が生成していた。これは新粒生成の要因として変形中における回復
機構の影響によるものと考えられる。 
